利用白光干涉術量測增亮膜之三維微結構形貌
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本文的目的在介紹量測中心所開發的增亮膜微結構形貌量測技術，此技術利用白光干涉儀固定於可調整傾斜角度之架構上，可量測增亮膜大斜面之微結構形貌尺寸，及其表面之粗糙度，克服傳統光學顯微鏡無法量測大傾斜表面形貌之問題。由重建之三維形貌可取得微結構之尺寸及粗糙度，目前可量測最大斜面角度約45度。
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